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Mikroskopowe urzgdzenie polaryzacyjno-interferencyjne

Przedmiotem wynalazku jest mikroskopowe urzadzenie polaryzacyjno-interferencyjne, stanowiace
wposazenie mikroskopéw polaryzacyjno-interterencyjnych.

Znane sa mikroskopowe urzadzenia polaryzacyjno-interferencyjne skonstruowane przez Lebiediewa
i Smitha, stuzace do obserwacji obiektéw dwdjlomnych. Skfadaja si¢ one z kondensora, dwdch polary-
zatoréw liniowych, dwéch ptytek dwdjlomnych oraz umieszczonej migdzy nimi p6Hfaléwki. Na wyjsciu
wigzki z ukiadu umieszczony jest obiektyw oraz éwieréfaléwka. Wigzka $wiatla po wyjsciu z konden-
sora pada na plytk¢ dwdjlomna, gdzie ulega rozdzieleniu na promief zwyczajny i nadzwyczajny. W
plytce promienie uzyskuja opdznienie wzgledem siebie. PoHfalébwka opédznia faze jednej z wigzek o
polowe dlugosci fali $wietlnej i réwnocze$nie odwraca w obu. kierunki drgan $wiatla o 90°. W wyniku
tego wigzka zwyczajna padajac na druga plytke dwoéjlomna biegnie w niej jako nadzwyczajna i na odw-
rét. Zachodzi wigc catkowita kompensacja réznicy drogi optycznej miedzy tymi wigzkami z wyjatkiem
réinicy drogi optycznej réwnej polowie diugo$ci fali $wietlnej wywolanej przejéciem przez poHaléwke.

Oba promienie sa spolaryzowane w plaszczyznach prostopadiych do siebie i nakladajac si¢ tworza
wigzk¢ wypadkowa, ktérej drgania zachodza w plaszczy#fnie wigzki pierwotnej. Ustawiajgc wiec analiza-
tor w polozeniu skrzyowanym wzgledem polaryzatora, uzyskuje si¢ calkowite wygaszenie $wiatla.
Umieszczony na drodze jednego z promieni zwyczajnego lub nadzwyczajnego badany obiekt dwéjlomny
zmienia w pewnym stopniu faz¢ wiazki przechodzacej

Po zlozeniu drgan promienia zwyczajnego i nadzwycza_mego nie uzyska si¢ §w1atia spolaryzowa-
nego liniowo lecz eliptycznie. Swiatlo to nie moze by¢ wigc catkowicie wygaszone przez analizator i
pojawia si¢ jasne pole widzenia. Jednak gdy przed analizatorem umieéci si¢ éwieréfalowke, wtedy
mozna zamieni¢ $wiatlo spolaryzowane eliptycznie na spolaryzowane liniowo, ktérego kierunek drgaii z
kierunkiem drgan wiazki pierwotnej tworzy pewien kat 8. Kat ten jest zalezny od przesunigcia fazowego
¢ wprowadzanego przez badany obieckt. Obracajac analizator od polozenia skrzyzowanego z polaryza-
torem o kat 6, mozna wyznaczy¢ rbinic¢ drogi optycznej & obiektu.

Znane sa tez mikroskopowe urzadzenia polaryzacyjno-interferencyjne stuzace do pomiaru wielkosci
dwoéjlomnosci. Zawieraja one plytki dwéjlomne umieszczone pomiedzy skrzyzowanymi polaryzatorami
tak, aby kierunki drgaf promienia zwyczajnego i nadzwycza_mego tworzyly katy 45° z osiami opty-
.sznymi polaryzatora i analizatora.



§:~ ilﬁ’i eshc knerunkl drgan promienia z\ayczajncgo i nadzu)uajngge :badanego :obiekmadwojio-
mnego, ustawia si¢ go na plytce pomocnicze) tak aby kierunki drgan byly réwnolegle do kierunkdw
drgant plytki pomocniczej. Najlepicj dokonaé tego orientujgc obie phiki do poloZenia wygaszenia. a
nastgpnie obrécié je o kat 45° dookoks osi optycznej. Powstate barwy interferencyjne sg wynikiem doda-
wania si¢ barw badancgo obiektu i plytki pomocniczej. Gdy kierunek drgad promienia zwyvczajnego w
“phvtce pomocniczej pokryje si¢ z kierunkiem drgan promienia zwyczajnego w obiekcie, wiedy plytka
pomocnicza bedzie zwigkszala opoéinienic dawane przez obiekt, w rezultacie powstang barwy interfere-
‘nycjne wyzszego rz¢du o mniejszej intensywnosci. Jezeli natomiast kierunek drgan promienia nadzwy-
czajnego obiektu pokryje si¢ z kierunkiem drgan promienia zwyczajnego plytki pomocniczej, to otrzyma
si¢ zmniejszenic opOZnienia i barwy nizszego rzedu. Czasem zachodzi przypadek, ze obickt ma duzo
wigksza dwdjlomnosé niz plytka i wiedy ocena zmnicjszenia, czy zwigkszenia rzgdu interferencji jest bar-
dzo utrudniona. Wowczas stosuje sie zwykle kliny interferencyjne z kwarcu lub kalcytu. Usuwanie klina
powoduje przesuwanie barw w kierunku wyZszego lub nizszego rzgdu zaleznie od Masnoécx obiektu
(dwdjlomnos$¢ dodatnia lub ujemna).

Stosowane phviki pomocnicze i klin interferencyjny nie s3 zbvt wygodne w uzyciu i pozwalaja
okresli¢ tvlko kierunki drgan promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego w badanvch obicktach. Nie
mozna natomiast przy pomocy tego urzadzenia zmierzy¢ w sposob bezposredni wielkosci dwéjlomnosci.

- Z kolei wada omoOwionego poprzednio urzadzenia do obserwacji obiekiéw dwéjlomnych jest dosé
ograniczone zastosowanie, poniewaz mozna z jego pomoca bada¢ obiekty dwéjlomne o niewielkich
wymiarach. Spowodowane to jest niezbvt duzymi rozdwojeniami promieni zwyczajnego i nadzwyczaj-
nego uzvskanymi przez uzywane phtki kwarcowe lub kalcvtowe. W przypadku. gdy szeroko$é przed-
miotu jest wigksza od rozdwojenia wigzek, wtedy otrzymuje si¢ dwa obrazy, ktére zachodzg na siebie
pogarszajac ostro$¢ i czytelnos¢ wiasciwego przedmiotu.

Istota - wynalazku polega na tym. Zc elementy dwojlomne w mikrospokowym urzadzeniu
polarymcv;no-mterferencvm\m stanowig komérki cieklokrystaliczne o dwéjlomnosci regulowanej polem
elektrvcznym.

Urzadzenie polaryzacyjno-interferencyjne z zastosowaniem komorki cicklokrystalicznej pozwala
ogladac¢ obiekty dwdjlomne o réznych wymiarach i dwéjlomnosci. W przypadku urzadzenia do pomiaru
wielkosci dwdjlomnosci, zastosowanie komarki cieklokrystalicznej pozwala bezposrednio mierzy¢ dwéj-
Jomno$é. poprzez wyskalowanie potencjometru zmiany napi¢cia przylozonego do komoérki cieklokrysta-
licznej, w wartosciach dwdpomnosdci. Znajac dwojlomnos$¢. znajduje si¢ réwniez réznicg drog
optycznych dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony w przyvkiadzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. | przedstawia schematyczniec mikroskopowe urzadzenie polaryzacyjno-interferencyjne shuzace do
obserwacji obiektow dwojlomnych, a fig.2 — schemat mikroskopowego urzadzenia polaryzacyjno-
interferencyjnego do pomiaru wielkosci dwoéjlomnosci.

Zgodnie z fig. | urzadzenie sklada si¢ z polaryzatora 1, za ktdrym w kolejnosci ustawiane sg pro-
stopadle do wspdlnej osi kondensor 2, komoérka cieklokrystaliczna 3, potfaléwka 4, druga komoérka cie-
klokrystaliczna 7, obiekiyw 8. ¢wieréfalowka 9 i analizator 10.

Swiatlo 7 ukladu os$wietlajgcego mikroskopu pada na pierwszy element. ktérvm jest polarvzator 1.
- Réownolegla wigzka $wiatla spolarvzowanego, po przejiciu przez kondensor 2, i komorkg ciekfokrystali-
czng 3 rozdwaja si¢ na promien zwyczajny i nadzwyczajny, ktore nastgpnie opdznione na péfaléwce 4
przechodzg przez obiekt 6. Promienie te s3 wzglgdem siebic opbznione tak, ze po przejsciu kolejno
przez druga komoérke 7, obicktyw 8, cwiercfalowke 9 i analizator, 10 ulegajg interferencji.

Przedstawione na fig. 2 urzadzenie skiada si¢ z kolejno usytuowanych prostopadle do wspélnej osi
kondensora 11, polaryzatora 12, komorki cieklokrystalicznej 13 i analizatora 18.

-Swiatlo wchodzace do ukiadu pada na kondensor 11, ktéry wytwarza réwnolegla wigzk¢. Wiazka
ta ulega spolaryzowaniu w polaryzatorze 12, a nast¢pnic po przej$ciu przez komoérke cieklokrystaliczng
13 i obiekt 14 przechodzi przez analizator 15.

Kazdy z elementéw dwojlomnych 3, 7, 13 stanowi komérka cicklokrystaliczna, w ktérej przy
pomocy warstw porzadkujacych wywotuje si¢ orientacj¢ molekut cieklego krysztalu réwnolegla do
elektrod.
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Przykiadowe zmiany roznicy drog optycmych 6 i dwéjlomnosci i w funkeji przylozonego napigcr» U
przedstawiono w tabeli:

L
v

0

0.4
1.0
1.4
1.8
2,2
2,6
3.0
4.0
5.0
6.0

é
um

3790
1.562
1.909
1.197
0,798
0.655
0,513
0.484
0.370
0.199
0.144

Grubos¢ warstwy cieklego krysztalu 15 um.

Zastrzezenie

n

0.253
0.237
0,127
0,080
0.053
0,044
0,034
0,032
0,025
0,013
0,007

patentowe

Mikroskopowe urzadzenie polarvzacyjno-interferencyjne, majace uklad optyczny skiadajacy si¢ z
dwu polaryzatorow liniowych, kondensora i elementéw dwojlonminych. zmamienne tym. ze elementy
dwojlomne (3, 7, 13) maja posta¢ komdrek cieklokrvstalicznych o ‘dwéjlomnosci sterowanej polem

elektrycznym.
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